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O programa baseia-se nas ementas das seguintes disciplinas:

PSI-2223 — Introdugio a Eletrdnica

PSI-2621 — Fisica dos Dispositivos Semicondutores
PSI-2614 — Introdugfo aos Transdutores

PSI-2641 — Processos Basicos em Microeletronica
PSI-2642 — Técnicas de Obtencdo de Filmes Finos

Pés-Graduacio:

PSI-5100 — Dispositivos Eletrénicos Poliméricos

PSI-5700 — Eletrodeposigéo e Deposigio Quimica de Metais Aplicadas em Microeletronica
PSI-5727 — Tecnologia de Vacuo para Aplicagdes em Microeletrdnica

PSI-5740 — Tépicos de Fabricagiio de Microestruturas

PSI-5749 — Técnicas de Analise de Materiais para Microdispositivos;

PSI-5761 — Introdugdo aos Processos de Fabrica¢fio em Microeletronica

PSI-5821 — Processos de Fabricagfo e Propriedades dos Materiais para Microeletronica
PSI-5838 — Processos Avancgados de Microeletronica

PSI-5853 — Semicondutores e Dispositivos Semicondutores

PSI-5861 — Propriedades Fisicas dos Semicondutores

Programa:

1. Configuragdio eletrénica dos sélidos e teoria de bandas. Portadores de carga e
transporte de carga em semicondutores. Propriedades eletronicas dos materiais
inorganicos e orgénicos.

2. Contato Metal/Semicondutor: contatos 8hmicos, jungo Schottky; Jung¢8o Zener,

Jungdo P-N no equilibrio térmico, jungdo abrupta e linearmente dopada, Jungio P-N
iluminada, polarizagdo direta e reversa, efeitos termoelétricos numa jungdo P-N.
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Sistema MOS em equilibrio termodindmico. Capacitor MOS e transistor MOS-FET:
regimes de operagdio, diagramas de bandas de energia, caracteristicas elétricas,
extragdo de pardmentros.

Propriedades ~ Optoeletronicas, Mecénicas, Termoelétricas, Magnetoelétricas,
Piezoelétricas dos Materiais. Propriedades de Interagio com o Meio. Aplica¢es a
Sensores.

Substratos e Filmes Cristalinos: Czochralski, Fusdo Zonal, Crescimento epitaxial e
Crescimento por feixe molecular (MBE).

Processos litograficos, oxidagdo térmica e dopagem: difusdo e implantagfio i6nica.

Filmes finos para aplicagBes eletrdnicas, Opticas, mecénicas e outras. Técnicas de
deposicdo fisica e quimica: evaporagdo, feixe de elétrons e sputtering, CVD: APCVD,
LPCVD, PECVD e MOCVD. Exemplos de aplicac¢des.

Semicondutores Orgénicos e Poliméricos: Processos de Preparagio de Filmes
Poliméricos: casting, spin coating, automontagem, Langmuir-Blogett, impressdo jato-
de-tinta, Dopagem, Estruturas de Dispositivos. Exemplos de aplicagdes.

Peliculas de silicio amorfo, nanocristalino e microcristalino e suas ligas. Técnicas de
obtengdo e exemplos de aplica¢des.

Técnicas de fabricagdo de microestruturas: microfabricagio em substratos (bulk
micromachining) e em superficies (surface micromaching). Exemplos de aplicagdo

. Técnica de corrosdo: imida e por plasma. Mecanismos de inibi¢do de corrosgo.

Técnicas para obtengdo de alta razdo de aspecto (profundidade/largura). Corrosdo por
Laser. Exemplos de aplicago.

Tecnologia de véicuo para aplicagdo em microeletronica: regimes de fluxo de gases,
materiais utilizados, medidores € bombas de vacuo: funcionamento, caracteristicas e
diferentes tipos.

Técnicas de analise de materiais e processos para micro e nanoeletronica: Técnicas por
feixe de elétrons, por feixe de fons. Técnicas Opticas, elétricas e outras. Microscopia
de For¢a Atémica.
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